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【はじめに】我々は，高分解能化を目指し Au錘MEMS加速度センサを検討している[1, 2]。一方，

人体検知など動態応用分野においてワンチップで低 G (G = 9.8 m/s2) から高 G までの広い検出範

囲を有する加速度センサが求められている。これまで，我々はアレイ型MEMS 加速度センサの検

討を行ってきた[3, 4]。今回，ワンチップの CMOS-MEMS化を想定し，MEMS からの配線数を削

減するために，従来の複数の錘を使用するアレイ型から錘を 2個にすると共に，2個でマイクロ G

レベルから 20 Gを検知可能な MEMS加速度センサの提案・試作・評価を行ったので報告する。 

【デバイスの概要】提案したデバイスの Au錘 1軸MEMS加速度センサの概念図を Fig.1に示す。

作製は，CMOS-MEMS 化を可能とする積層メタル技術を用いることを前提としている[5]。低 G

検知用錘をチップ外部に，高 G 検知用錘を内部に，動作のバランスを考慮し，レイアウト上対称

性に配置している。外部錘と内部錘は，それぞれ 4 本のばねで支えられ，破損を防ぐためのスト

ッパーを設けた。デバイスの目標性能として，マイクロ G レベルから 20 G までを検知するため

に，チップ面積 4×4 mm2内で，外部および内部錘のブラウニアンノイズ (BN) と最大印加加速度

最低値を，それぞれ 200 nG/√Hz以下，1 Gおよび 10 µG/√Hz以下，20 G とし設計を行った。 

【評価結果】試作した Au錘 1軸MEMS加速度センサのチップ写真を Fig. 2 に示す。デバイスは，

積層メタル技術により 7層の Auで形成されている。Au 40 µm 厚さで外部と内部の錘が，それぞ

れ 4 本のバネで支えられていることを確認した。測定として，レーザードップラー振動計（LV-1800，

小野測器）を用いたリングダウン試験および加振器（旭製作所，WaveMaker05）と LCR メータを

用いた容量の加振特性を実施した。測定結果から，ブラウニアンノイズ (BN) と共振周波数は，

それぞれ外部錘 144 nG/√Hz，354 Hz，内部錘 0.78 µG/√Hz，1338 Hz，であり内外錘の動作を確認

した。また加振特性により 2個の錘により 1 G近傍で検知範囲が重なることも確認した。 

【まとめ】2 個錘による Au 錘 1 軸 MEMS 加速度センサを提案し，試作，評価により，マイクロ

G レベルから 20 Gまでの基本特性を確認し，CMOS-MEMS化の実現見通しを得た。 
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Fig.1. Proposed MEMS accelerometer. 

    

Fig.2. Chip photograph of MEMS 
accelerometer. 
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